Technologie-Plattform mit minimalem Null-
Offset (miniOffset)

ANWENDUNG Eine Moglichkeit, die Ausgleichstrukturen zu

nutzen, ist das Zu- oder Abschalten kleiner Wider-
Bei der Entwicklung handelt es sich um eine stande in vielfacher Weise durch einen Stud-
piezoresistive, mikromechanisch gefertigte MEMS- Bumping-Prozess.

Technologieplattform mit minimierbarem Null-
S]gn‘al-Offset' D]e Platt:form,]St in hohem Maﬁe Verteilung der Offset-Werte iiber mehrere Chips vor und nach
skalierbar und eignet sich fur Anwendungen wie Ausgleich durch Stud-Bumping (SB)

die Messung von Mikrokraften oder hochpraziser 12
Differenzdruckbestimmung.

Durch Technologieoptimierung und ein robustes
Chip-Design in Kombination mit On-Chip-Ausgleich-
strukturen kann der Offset und seine Empfindlich-
keit gegeniiber Temperatur (TCO) und mecha-

Zero-signal offset (mV/V)
L)

nischem Stress bereits auf Wafer- und Chiplevel _“;i
reduziert werden. 1-37
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DEMONSTRATOR: DIFFERENZDRUCK- O«se“""se oiﬁex““"“sa

SENSOR FUR NIEDERDRUCKE (< 30 mbar)

Dariiber hinaus ist die Plattform dank weiterer

integrierter Komponenten - wie Mikro-
PARAMETER WERT sicherungen (micromachined fuses) und

Mikroheizer - hinsichtlich der On-Chip-

ChipgroBe 7 x 7 mm? Kompensation und der Selbstpriifung skalierbar.
Bei Einsatz als Differenzdruckwandler im
Null-Signal-Offset <1mV/V Nieder- bis Mitteldruckbereich (Demonstrator)
weist die Plattform Empfindlichkeiten Uber 2
TCO Max. 6uv/V/°C mV/V/kPa auf.
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	Folie 1: Technologie-Plattform mit minimalem Null-Offset (miniOffset)

